
幾何公差の検証（面の輪郭度での評価例）

佐藤 理
国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター

設計データとの照合
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幾何公差指示方式による製品の形状定義

標準化した処理手順に従った評価 接触式 CMM との比較

処理手順の標準化

ポイントクラウドデータを用いた
幾何公差検証

※QIF Version 2.0 ANSI/QIF Part 8-2014 より引用，追記
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装置による差が大きい 同等性を担保したい※緑色は± 50 μm
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CMM と比較しての一貫性担保へ
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項目 公差 CMM 多数点群

平面度 0.05 0.029 0.058

直角度 (M) - 0.003

位置度（1） 0.10 0.168 0.197

位置度（2） 0.10 0.120 0.135

平行度 0.05 0.019 0.029
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